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Α$ι
τιµε πελάτη

σας ευ�αριστ	ύµε για την εµπιστ	σύνη σας και σας
ευ��µαστε κάθε ικαν	π	ίηση και επιτυ�ία µε τα υψηλής α*ίας
και ιδιαίτερα απ	δ	τικά πρ	ϊ�ντα της Leica Microsystems.

Κατά την ανάπτυ*η των πρ	ϊ�ντων µας, δώσαµε µεγάλη
�αρύτητα στ	ν απλ� και αυτ	ν�ητ	 �ειρισµ� τ	υς. Θα σας
παρακαλ	ύσαµε, ωστ�σ	, να α�ιερώσετε λίγ	 �ρ�ν	 στην
ανάγνωση τ	υ εγ�ειριδί	υ 	δηγιών �ρήσης, για να µάθετε
και να α*ι	π	ιήσετε στ	 έπακρ	 τα πλε	νεκτήµατα και τις
δυνατ�τητες τ	υ στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ σας.
Σε περίπτωση π	υ έ�ετε απ	ρίες, απευθυνθείτε στ	ν
αντιπρ�σωπ	 της Leica. Η διεύθυνση της πλησιέστερης
αντιπρ	σωπίας, αλλά και π	λύτιµες πληρ	�	ρίες για τα
πρ	ϊ�ντα και τις παρ	�ές της Leica Microsystems θα
�ρείτε στην ιστ	σελίδα µας 
www.leica-microsystems.com
Είµαστε πρ�θυµ	ι να σας �	ηθήσ	υµε. Σε µας, η λέ*η 
ΤΜΗΜΑ Ε;ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ γρά�εται µε κε�αλαία
γράµµατα. τ�σ	 πριν �σ	 και µετά την αγ	ρά.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com

Τ� εγ	ειρίδι� �δηγιών 	ρήσης
Τ	 παρ�ν εγ�ειρίδι	 �ρήσης διατίθεται σε 20 ακ�µη γλώσσες
στ	 διαδραστικ� CD- ROM.
Εγ�ειρίδια 	δηγιών �ρήσης και ενηµερωµένες εκδ�σεις
διατίθενται στην ιστ	σελίδα µας www.stereomicroscopy.com,
απ� �π	υ µπ	ρείτε να τις κατε�άσετε στ	ν υπ	λ	γιστή σας.

Στ	 παρ�ν εγ�ερίδι	 	δηγιών �ρήσης περιγρά�	νται 	ι
καν�νες ασ�αλείας, η συναρµ	λ�γηση και 	 �ειρισµ�ς των
�άσεων διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και TL RCI™.
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1.1 Τ� εγ	ειρίδι� �δηγιών 	ρήσης

Μα"ί µε τις �άσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ /
TL RCI™ έ�ετε λά�ει κι ένα διαδραστικ� 
CD-ROM, τ	 	π	ί	 περιέ�ει �λα τα σ�ετικά
εγ�ειρίδια 	δηγιών �ρήσης σε 20 ακ�µη
γλώσσες. Πρέπει να �υλάσσεται επιµελώς και
να είναι πάντα διαθέσιµ	 στ	 �ρήστη. Hδηγίες
�ρήσης και ενηµερωµένες εκδ�σεις διατίθενται
στην ιστ	σελίδα µας www.stereomicroscopy.com,
απ� �π	υ µπ	ρείτε να τις κατε�άσετε στ	ν
υπ	λ	γιστή σας και να τις εκτυπώσετε.

Hι �άσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και
TL RCI™ απ	τελ	ύν µια µ	νάδα της σειράς
στερε	σκ	πικής µικρ	σκ	πίας M της Leica.
Στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης π	υ τις
συν	δεύει περιγρά�	νται 	ι ειδικές
λειτ	υργίες της �άσης διερ��µεν	υ �ωτ�ς και
περιλαµ�άν	νται σηµαντικές 	δηγίες για την
ασ�άλεια λειτ	υργίας, τη συντήρηση και τα
πρ	αιρετικά ε*αρτήµατα.

Τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-105-0 για
τη σειρά στερε	σκ	πικών µικρ	σκ	πίων Μ της
Leica περιλαµ�άνει περαιτέρω διατά*εις
ασ�αλείας σ�ετικά µε τ	 στερε	σκ	πικ�
µικρ	σκ�πι	, τα µη�ανικά και τα ηλεκτρικά
ε*αρτήµατα, καθώς επίσης και 	δηγίες π	υ
α�	ρ	ύν τη �ρ	ντίδα τ	υς.
Έ�ετε τη δυνατ�τητα να συνδυάσετε τη �άση
διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ µε µια πηγή
ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ της επιλ	γής σας και µε ένα
καλώδι	 	πτικών ινών (ενεργ� f = 10mm, άκρ	
καλωδί	υ f = 13mm). ∆ια�άστε τ	 εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης και τ	υς καν�νες ασ�αλείας
τ	υ πρ	µηθευτή.

Πριν απ
 τη συναρµ�λ
γηση, τη θέση σε
λειτ�υργία για πρώτη ��ρά και τη 	ρήση,
δια&άστε τις πρ�ανα�ερθείσες �δηγίες 	ρήσης.
Λά&ετε ιδιαιτέρως υπ
ψη 
λ�υς τ�υς καν
νες
ασ�αλείας.

Απ	σκ	πώντας στην καλή διατήρηση της
συσκευής και στη διασ�άλιση της ασ�αλ	ύς
λειτ	υργίας της, 	 �ρήστης πρέπει να λά�ει
υπ�ψη τ	υ τις υπ	δεί*εις και τις
πρ	ειδ	π	ιητικές παρατηρήσεις π	υ
περιλαµ�άνει τ	 παρ�ν εγ�ειρίδι	 	δηγιών
�ρήσης.

Βάσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και TL RCI™ – Αρ�ές ασ�αλείας
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1.1.1 Σύµ&�λα π�υ 	ρησιµ�π�ι�ύνται 

Πρ�ειδ�π�ίηση για περι�	ή κινδύν�υ
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� επισηµαίνει πληρ	�	ρίες
π	υ πρέπει να δια�αστ	ύν και να τηρ	ύνται.
Τυ��ν παράλειψη
– µπ	ρεί να θέσει σε κίνδυν	 τ	 πρ	σωπικ�!
– µπ	ρεί να πρ	καλέσει δυσλειτ	υργίες ή

"ηµιές στη συσκευή.

Πρ�ειδ�π�ίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική
τάση
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� επισηµαίνει πληρ	�	ρίες
π	υ πρέπει να δια�αστ	ύν και να τηρ	ύνται.
Τυ��ν παράλειψη 
– µπ	ρεί να θέσει σε κίνδυν	 τ	 πρ	σωπικ�!
– µπ	ρεί να πρ	καλέσει δυσλειτ	υργίες ή

"ηµιές στη συσκευή.

Πρ�ειδ�π�ίηση για π�λύ θερµή επι�άνεια.
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� πρ	ειδ	π	ιεί για π	λύ θερµά
σηµεία π	υ µπ	ρεί να αγγί*ετε, π.�.λαµπτήρες
�ωτισµ	ύ.

Σηµαντικές πληρ���ρίες
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� επισηµαίνει πρ�σθετες
πληρ	�	ρίες ή επε*ηγήσεις, 	ι 	π	ίες
συµ�άλλ	υν στην καταν�ηση των 	δηγιών.

Ενέργεια
� Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ

κειµέν	υ, σε ενέργειες στις 	π	ίες πρέπει να
πρ	�είτε.

Συµπληρωµατικές υπ�δεί$εις
• Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ

κειµέν	υ, σε συµπληρωµατικές πληρ	�	ρίες
και επε*ηγήσεις.

Σ	ήµατα
(1.5)  Hι αριθµ	ί µέσα σε παρενθέσεις εντ�ς των
περιγρα�ών ανα�έρ	νται στα σ�ήµατα και στα
αντικείµενα στα σ�ήµατα αυτά. Παράδειγµα (1.3):
Τ	 σ�ήµα 1 �ρίσκεται, για παράδειγµα, στη
σελίδα 8 και τ	 αντικείµεν	 3 είναι η υπ	δ	�ή
τ	υ �ίλτρ	υ.

Βάσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και TL RCI™ – Αρ�ές ασ�αλείας
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1.2 Καν
νες ασ�αλείας

Περιγρα�ή

Hι �άσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και
TL RCI™ πληρ	ύν τις αυστηρ�τερες απαιτήσεις
παρατήρησης και τεκµηρίωσης µε �ρήση
στερε	σκ	πικών µικρ	σκ	πίων της Leica 
σειρά M. Περιλαµ�άνει ένα κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	,
µια διάτα*η για τ	 µερικ� �ωτισµ� τ	υ 	πτικ	ύ
πεδί	υ και τη δηµι	υργία της ανάγλυ�ης
αντίθεσης, µια �άση απ� µατ γυαλί, έναν
πρ�σθετ	 συγκεντρωτικ� �ακ� και �ακ	ύς
Fresnel. Hλ�κληρη η �άση απ	τελείται απ�:
– Βάση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ ή TL RCI™
– Στήλη �άσης µήκ	υς 300mm ή 500mm µε

ρυθµιστή εστίασης, �ειρ	κίνητ	,
µε δυνατ�τητα πρ	σεγγιστικής ρύθµισης/
ρύθµισης ακρι�είας, ή µη�αν	κίνητη εστίαση

– Γυάλιν	 ένθετ	, δια�ανές, 220×170×4mm
– Πηγή �ωτισµ	ύ και καλώδι	 	πτικών ινών της

επιλ	γής σας

Πρ	αιρετικά ε*αρτήµατα:
– Hλισθαίν	υσα τράπε"α 
– Thermocontrol System Leica MATS µε

θερµαιν�µενη τράπε"α
– Π	λωτική διάτα*η

κ.α. (�λέπε σ�έδι	 συναρµ	λ�γησης)

Ενδεδειγµένη 	ρήση

Hι �άσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και
TL RCI™ �ρησιµεύ	υν στ	ν ε*	πλισµ� των
στερε	σκ	πικών µικρ	σκ	πίων της Leica,
σειρά M, µα"ί µε τη στήλη �άσης και τ	 �	ρέα
µικρ	σκ	πί	υ. Συνδυά"	νται µε µια πηγή ψυ�ρ	ύ
�ωτισµ	ύ και 	δηγ� �ωτ�ς της επιλ	γής σας
και επιτρέπ	υν την παρατήρηση δια�ανών
παρασκευασµάτων µε ανάγλυ�η αντίθεση και
άµεσ	 διερ��µεν	 �ως. Η �άση διερ��µεν	υ
�ωτ�ς TL RCI™ διαθέτει ενσωµατωµέν	
λαµπτήρα αλ	γ�ν	υ, 	 	π	ί	ς υπ	στηρί"ει
ιδιαίτερα τ	 �ειρισµ� µε τ	 λ	γισµικ� 
Leica Application Suite (LAS).

Μη ενδεδειγµένη 	ρήση

Σε περίπτωση π	υ η �άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς
TL RC™/TL RCI™, και τα πρ	αιρετικά και µη
ε*αρτήµατά της �ρησιµ	π	ιηθ	ύν µε τρ�π	
δια�	ρετικ� απ� αυτ�ν π	υ περιγρά�εται στ	
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης, µπ	ρεί να
πρ	κληθ	ύν τραυµατισµ	ί ή υλικές "ηµιές.

∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση
– η µετατρ	πή ή απ	συναρµ	λ�γηση

ε*αρτηµάτων, σε περίπτωση π	υ κάτι τέτ	ι	
δεν περιγρά�εται ρητά στις 	δηγίες �ρήσης.

– τ	 άν	ιγµα των ε*αρτηµάτων απ� µη
ε*	υσι	δ	τηµένα άτ	µα.

– η �ρήση της �άσης διερ��µεν	υ �ωτισµ	ύ
TL RC™/TL RCI™ για ε*έταση ή επέµ�αση
στ	ν ανθρώπιν	 	�θαλµ�.

Hι συσκευές ή τα πρ	αιρετικά και µη ε*αρτήµατα
π	υ περιγρά�	νται στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών
�ρήσης έ�	υν ελεγ�θεί ως πρ	ς την ασ�άλεια
ή πιθαν	ύς κινδύν	υς. Πριν απ� 	π	ιαδήπ	τε
επέµ�αση στη συσκευή, µετατρ	πή ή λειτ	υργία
της µε ε*αρτήµατα άλλ	υ κατασκευαστή π	υ
*ε�εύγ	υν απ� τα πλαίσια τ	υ παρ�ντ	ς
εγ�ειριδί	υ, πρέπει να συµ�	υλεύεστε τ	ν
αρµ�δι	 αντιπρ�σωπ	 της Leica ή τ	 εργ	στάσι	
στ	 Wetzlar!
Σε περίπτωση µη επιτρεπ�µενης επέµ�ασης στη
συσκευή ή µη ενδεδειγµένης �ρήσης παύει να
ισ�ύει κάθε εγγύηση.

�ώρ�ς 	ρήσης

– Η �ρήση της �άσης διερ��µεν	υ �ωτ�ς
TL RC™/ TL RCI™ επιτρέπεται µ�ν	 σε
κλειστ	ύς �ώρ	υς �ωρίς σκ�νη και σε
θερµ	κρασία µετα*ύ +10 °C και +40 °C.
∆ιασ�αλίστε �τι 	ι �ώρ	ι �ρήσης της είναι
απαλλαγµέν	ι απ� ατµ	ύς λαδι	ύ ή άλλων
�ηµικών και απ� ε*αιρετικά υψηλή υγρασία.

– Τα ηλεκτρικά ε*αρτήµατα πρέπει να
τ	π	θετ	ύνται σε απ�σταση 10 εκατ	στών
τ	υλά�ιστ	ν απ� τ	ν τ	ί�	 και απ� εύ�λεκτα
αντικείµενα.

– Πρέπει να απ	�εύγ	νται 	ι µεγάλες
θερµ	κρασιακές διακυµάνσεις, τ	 άµεσ	
ηλιακ� �ως και τα τραντάγµατα. Ε*αιτίας
αυτών, 	ι µετρήσεις ή 	ι �ωτ	γρα�ίες απ� τη
µικρ	�ωτ	γρά�ηση µπ	ρεί να εµπεριέ�	υν
σ�άλµατα.

– Η �άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™/ TL RCI™
�ρή"ει ιδιαίτερης �ρ	ντίδας σε θερµές και
θερµές-υγρές κλιµατικές περι	�ές, πρ	ς
απ	�υγή σ�ηµατισµ	ύ µυκήτων.

Βάσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και TL RCI™ – Αρ�ές ασ�αλείας
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Απαιτήσεις απ
 τ�ν υπεύθυν�

∆ιασ�αλίστε �τι
– η �άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™/ TL RCI™

και τα πρ	αιρετικά και µη ε*αρτήµατα
συντηρ	ύνται και επισκευά"	νται µ�ν	
απ� ε*	υσι	δ	τηµέν	 και κατάλληλα
εκπαιδευµέν	 πρ	σωπικ�.

– τ	 πρ	σωπικ� π	υ �ειρί"εται τη �άση έ�ει
δια�άσει, καταν	ήσει και ε�αρµ�"ει τις
παρ	ύσες 	δηγίες �ρήσης και ιδίως τ	υς
καν�νες ασ�άλειας.

Επισκευή, εργασίες σέρ&ις

– Η πραγµατ	π	ίηση επισκευαστικών εργασιών
επιτρέπεται µ�ν	 απ� εκπαιδευµέν	υς
τε�νικ	ύς σέρ�ις της Leica Microsystems ή
απ� ε*	υσι	δ	τηµέν	 τε�νικ� πρ	σωπικ� τ	υ
υπεύθυν	υ �	ρέα.

– Επιτρέπεται να �ρησιµ	π	ι	ύνται µ�ν	 γνήσια
ανταλλακτικά της Leica Microsystems.

– Πριν αν	ί*ετε τις συσκευές, διακ�ψτε την
παρ	�ή ρεύµατ	ς και τρα�ή*τε τ	 καλώδι	
τρ	�	δ	σίας απ� την πρί"α.

Αν αγγί$ετε τ� ηλεκτρικ
 κύκλωµα της
συσκευής, ενδέ	εται να τραυµατιστείτε.

Μετα��ρά

– [ρησιµ	π	ιήστε την αρ�ική συσκευασία για
την απ	στ	λή ή τη µετα�	ρά της �άσης
διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™/TL RCI™ και των
ε*αρτηµάτων της.

– Πρ	κειµέν	υ να απ	�ευ�θ	ύν τυ��ν
"ηµίες απ� τραντάγµατα, απ	συναρµ	λ	γήστε
και συσκευάστε *ε�ωριστά �λα τα κινητά
ε*αρτήµατα π	υ µπ	ρ	ύν, σύµ�ωνα µε
τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης,
να συναρµ	λ	γηθ	ύν και να
απ	συναρµ	λ	γηθ	ύν απ� τ	ν ίδι	 τ	 �ρήστη.

Ενσωµάτωση σε πρ�ϊ
ντα άλλ�υ κατασκευαστή

Κατά την ενσωµάτωση πρ	ϊ�ντων της Leica σε
πρ	ϊ�ντα άλλ	υ κατασκευαστή πρέπει να
λαµ�άνεται υπ�ψη τ	 ε*ής: H κατασκευαστής
	λ�κληρ	υ τ	υ συστήµατ	ς ή 	 αντιπρ�σωπ	ς
είναι 	 υπεύθυν	ς για την τήρηση των καν�νων
ασ�αλείας, της ν	µ	θεσίας και των 	δηγιών π	υ
είναι σε ισ�ύ.

Απ
ρριψη

Σε �,τι α�	ρά την απ�ρριψη των ανωτέρω
πρ	ϊ�ντων, πρέπει να ε�αρµ�"	νται 	ι κατά
τ�π	υς ισ�ύ	ντες ν�µ	ι και πρ	διαγρα�ές.

Ν�µικές διατά$εις

Λά�ετε υπ�ψη τις πρ	�λεπ�µενες απ� τ	 ν�µ	
γενικές και κατά τ�π	υς ισ�ύ	υσες
πρ	διαγρα�ές, π	υ α�	ρ	ύν στην πρ�ληψη
ατυ�ηµάτων και την πρ	στασία τ	υ
περι�άλλ	ντ	ς.

∆ήλωση συµµ
ρ�ωσης Ε7Κ

Η �άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™/TL RCI™
και τα ε*αρτήµατά της έ�	υν κατασκευαστεί
σύµ�ωνα µε τις τελευταίες τε�ν	λ	γικές
ε*ελί*εις και παρέ�	νται µε δήλωση
συµµ�ρ�ωσης EOK.

Βάσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και TL RCI™ – Αρ�ές ασ�αλείας
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�ειριστήρια

Σ�. 1

1 Ψυκτικ� σώµα τ	υ ενσωµατωµέν	υ �ωτισµ	ύ αλ	γ�ν	υ (µ�ν	 TL RCI™)
2 Βάση πρ	σαρµ	γής για την εύκ	λη τ	π	θέτηση των ρυθµιστών εστίασης
3 Τυπική τράπε"α 10 447 269
4 Υπ	δ	�έας �ίλτρων για έως και 3 �ίλτρα
5 Κ	υµπί ελέγ�	υ τ	υ άνω και τ	υ κάτω πτερυγί	υ τ	υ Rottermann-Contrast™
6 Κ	υµπί περιστρ	�ής και 	ρι"�ντιας µετατ�πισης τ	υ κατ�πτρ	υ
7 Βάση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RCI™
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Σ�. 2  Βάση πρ	σαρµ	γής κατακ�ρυ�η στήλη -
�άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς

Σ�. 3  Πρ	σαρµ	γέας µετα*ύ ρυθµιστή εστίασης
και �	ρέα µικρ	σκ	πί	υ

Σ�. 5  Π	ντίκι USB για τ	ν έλεγ�	 της �άσης
TL RCI™

1     2

3  4  5

Σ�. 4  πίσθια πλευρά της �άσης διερ��µεν	υ
�ωτ�ς TL RCI™

1 Γενικ�ς διακ�πτης
2 Βύσµα τρ	�	δ	σίας ρεύµατ	ς
3 Θύρα USB Τύπ	ς B
4 Θύρα USB Τύπ	ς A
5 2× ∆ίαυλ	ς Can-Bus
6 Βίδες για την αντικατάσταση τ	υ λαµπτήρα

αλ	γ�ν	υ
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Αν τ	π	θετήσετε τα �ειριστήρια στην αριστερή
πλευρά, πρέπει να αλλά*ετε τη θέση της
	δ	ντωτής ρά�δ	υ στην κάτω πλευρά της
τράπε"ας διασταυρ	ύµενων κινήσεων:

� Α�αιρέστε τη γυάλινη πλάκα απ� την τράπε"α
διασταυρ	ύµενων κινήσεων.

� Γυρίστε την τράπε"α διασταυρ	ύµενων
κινήσεων και απ	θέστε την επάνω σε
αντι	λισθητικ� υπ�θεµα.

� Συνδέστε την 	δ	ντωτή ρά�δ	 (6.2) στην
δε*ιά -πλέ	ν- πλευρά.

� Για την τ	π	θέτηση των �ειριστηρίων, µη
λά�ετε υπ�ψη σας τα επ�µενα δύ	 �ήµατα και
συνε�ίστε παρακάτω.

Τ�π�θέτηση των 	ειριστηρίων

� Α�αιρέστε τη γυάλινη πλάκα απ� την τράπε"α
διασταυρ	ύµενων κινήσεων.

� Γυρίστε την τράπε"α διασταυρ	ύµενων
κινήσεων και απ	θέστε την επάνω σε
αντι	λισθητικ� υπ�θεµα.

� Ε�αρµ�στε τ	ν ά*	να µε τα κ	υµπιά ελέγ�	υ
(6.1) στην πλευρά π	υ εσείς επιθυµείτε.
Τ	 συνδετικ� τµήµα ε�αρµ�"ει µαγνητικά στην
τράπε"α διασταυρ	ύµενων κινήσεων.

� Βιδώστε τ	ν ά*	να µε τις δύ	 παρε��µενες
�ίδες.

� Βιδώστε τώρα τη ρά�δ	 κάλυψης στην
τράπε"α διασταυρ	ύµενων κινήσεων.

Τ�π�θέτηση της τράπε<ας διασταυρ�ύµενων
κινήσεων

� Τ	π	θετήστε την τράπε"α επάνω στη �άση.
� Φέρετε τ	 άνω µέρ	ς της τράπε"ας

πρ	σεκτικά πρ	ς την πλευρά τ	υ �ρήστη,
σταθερ	π	ιώντας ταυτ��ρ	να τ	 κάτω µέρ	ς
στη �άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς.

� Βιδώστε 	µ	ι�µ	ρ�α την τράπε"α
διασταυρ	ύµενων κινήσεων στις τρεις 	πές
µε σπείρωµα.

� Φέρετε τώρα την τράπε"α διασταυρ	ύµενων
κινήσεων εντελώς πρ	ς τα πίσω, στην
κατεύθυνση της στήλης.

� Εισαγάγετε πάλι τη γυάλινη πλάκα στην
τράπε"α διασταυρ	ύµενων κινήσεων.

Βε�αιωθείτε απ� τη στιγµή της
απ	συσκευασίας πως δεν υπάρ�ει
κίνδυν	ς τραυµατισµ	ύ απ� πτώση
ή κλίση τµηµάτων της συσκευής.

3.1 Απ�συσκευασία της &άσης
Η �άση παρέ�εται µε συναρµ	λ	γηµένη �άση
πρ	σαρµ	γής. Η επιλεγµένη τράπε"α (τράπε"α
διασταυρ	ύµενων κινήσεων IsoPro™ ή τυπική
τράπε"α 10 447 269) και 	 ρυθµιστής εστίασης
θα πρέπει να τ	π	θετηθ	ύν µετέπειτα.
Η απ	συσκευασία των συσκευών θα πρέπει να
λαµ�άνει �ώρα επάνω σε επίπεδ	, επαρκών
διαστάσεων και αντι	λισθητικ� υπ�θεµα.

3.2 Τ�π�θέτηση της τράπε<ας
Η �άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™/ RCI™
µπ	ρεί να ε*	πλιστεί µε δύ	 δια�	ρετικές
τράπε"ες. Η τράπε"α της επιλ	γής σας
τ	π	θετείται στη �άση πριν απ� τη λειτ	υργία
της συσκευής. Μπ	ρείτε ανά πάσα στιγµή, µε
λίγες µ�ν	 κινήσεις, να αλλά*ετε την τράπε"α.

Η ακ�λ	υθη εν�τητα ανα�έρεται σε �άση �ωρίς
πρ	σαρµ	σµένη τράπε"α. Η απ	συναρµ	λ�γηση
πραγµατ	π	ιείται ακ	λ	υθώντας τα παρακάτω
�ήµατα µε αντίστρ	�η σειρά.

3.2.1 Τυπική τράπε<α

� Α�αιρέστε τη γυάλινη πλάκα απ� την
τετράγωνη εσ	�ή της τυπικής τράπε"ας.

� Τ	π	θετήστε την τράπε"α επάνω στη �άση
διερ��µεν	υ �ωτ�ς κατά τρ�π	 π	υ 	ι
τέσσερις 	πές της να �ρίσκ	νται ακρι�ώς
πάνω απ� τις αντίστ	ι�ες 	πές της �άσης.

� Βιδώστε την τράπε"α σ�ικτά επάνω στη �άση
µε �ρήση των τεσσάρων παρε��µενων �ιδών
Allen.

� Εισαγάγετε πάλι τη γυάλινη πλάκα στην
τυπική τράπε"α.

3.2.2 Τράπε<α διασταυρ�ύµενων κινήσεων IsoPro™

Πριν απ� την πρ	σαρµ	γή της τράπε"ας
διασταυρ	ύµενων κινήσεων IsoPro™ στη �άση,
τ	π	θετήστε στην τράπε"α τ	ν ά*	να µε τα
κ	υµπιά �ειρισµ	ύ απ� την πλευρά π	υ
πρ	τιµάτε, δε*ιά ή αριστερά.

Τ�π�θέτηση
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3.3 Ρυθµιστής εστίασης➜ Στήλη
� Βιδώστε την �άση πρ	σαρµ	γής (1.2) µε τη

�	ήθεια τ	υ παρε��µεν	υ κλειδι	ύ Allen απ�
τη �άση

� Βιδώστε απ� κάτω τη στήλη τ	υ ρυθµιστή
εστίασης µε τις τρεις �ίδες Allen (2)

� Βιδώστε πάλι σ�ικτά την �άση πρ	σαρµ	γής
στην αρ�ική της θέση.

3.4 Τ�π�θέτηση τ�υ ενδιάµεσ�υ
πρ�σαρµ�γέα

Για την ε*ισ	ρρ�πηση της αυ*ηµένης απ�στασης
µετα*ύ ρυθµιστή εστίασης και 	πτικ	ύ ά*	να,
πρέπει να τ	π	θετηθεί 	 παρε��µεν	ς
ενδιάµεσ	ς πρ	σαρµ	γέας µετα*ύ στήλης και
�	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.
� Ε�αρµ�στε τ	ν πρ	σαρµ	γέα (3) στ	 ρυθµιστή

εστίασης κατά τρ�π	, ώστε 	ι ακίδες να
ε�αρµ�σ	υν στις εσ	�ές.

� Βιδώστε σ�ικτά τ	ν πρ	σαρµ	γέα µε τ	
παρε��µεν	 Allen.

3.5 Συναρµ�λ
γηση τ�υ ε$�πλισµ�ύ
Μετά την ε�αρµ	γή τ	υ πρ	σαρµ	γέα στ	
ρυθµιστή εστίασης, µπ	ρείτε να
συναρµ	λ	γήσετε τ	υς �	ρείς µικρ	σκ	πί	υ και
	πτικ	ύ συστήµατ	ς καθώς και 	λ�κληρ	 τ	ν
ε*	πλισµ� σύµ�ωνα µε τ	 συνήθη τρ�π	.

3.6 Σύνδεση της πηγής ψυ	ρ�ύ
�ωτισµ�ύ στη &άση TL RC™

� Εισαγάγετε τ	 κατάλληλ	 άκρ	 τ	υ 	δηγ	ύ
ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ στην 	πίσθια πλευρά της �άσης.

� Για περισσ�τερες πληρ	�	ρίες σ�ετικά µε τη
�ρήση πηγών ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ,
συµ�	υλευτείτε τα αντίστ	ι�α εγ�ειρίδια
	δηγιών �ρήσης.

3.7 Σύνδεση τ�υ καλωδί�υ
τρ���δ�σίας (TL RCI™)

� Βε�αιωθείτε πως 	 γενικ�ς διακ�πτης (4.1)
της �άσης �ρίσκεται στη θέση "O".

� Εισαγάγετε καταρ�ήν τ	 καλώδι	 τρ	�	δ	σίας
στ	 �ύσµα παρ	�ής ρεύµατ	ς (4.2). Κατ�πιν
�άλτε τ	 σε πρί"α µε γείωση.

1

Σ�. 6  Κάτω πλευρά της τράπε"ας
διασταυρ	ύµενων κινήσεων IsoPro™

1 Ά*	νας µε �ειριστήρια 
2 Hδ	ντωτή ρά�δ	ς, εγκατεστηµένη στην

τράπε"α διασταυρ	ύµενων κινήσεων

2

1

Σ�. 7  [ειριστήρια της τράπε"ας
διασταυρ	ύµενων κινήσεων

1 Κ	υµπί ελέγ�	υ της κίνησης στ	ν ά*	να [
2 ∆ακτύλι	ς ελέγ�	υ της κίνησης στ	ν ά*	να Y

2



4.1 ∆ιακ
πτης για τη ρύθµιση της 
ανάγλυ�ης αντίθεσης

Με τ	υς δύ	 διακ�πτες (8.1 και 8.2) στην
αριστερή πλευρά της �άσης διερ��µεν	υ �ωτ�ς
TL RC™/TL RCI™ ενεργ	π	ι	ύνται τα δύ	
ενσωµατωµένα πτερύγια. H έ*ω διακ�πτης (8.1)
ρυθµί"ει την ανεστραµµένη ανάγλυ�η αντίθεση.
H κάτω διακ�πτης ρυθµί"ει (8.2) τη θετική
ανάγλυ�η αντίθεση. Ανάλ	γα µε τη θέση των
πτερυγίων καλύπτεται ένα τµήµα τ	υ αν	ίγµατ	ς
των ενσωµατωµένων �ακών Fresnel και
κατ'αυτ�ν τ	ν τρ�π	 δηµι	υργ	ύνται τα διά�	ρα
ε�έ αντίθεσης. Hι �ασικές δ	µές εµ�ανί"	νται
τ�τε �αρακτηριστικά µε τη µ	ρ�ή �ωρικών,
ανάγλυ�ων εικ�νων – πρ	ε*	�ές στη θετική
ανάγλυ�η αντίθεση, κ	ιλ�τητες στην
ανεστραµµένη ανάγλυ�η αντίθεση.

Η αύ*ηση της αντίθεσης �ωρίς ανάγλυ�η
απεικ�νιση επιτυγ�άνεται �ταν και τα δύ	 πτερύγια
έ�	υν κλίση 45°. ∆ηµι	υργείται τ�τε ένας �ωτισµ�ς
µε τη µ	ρ�ή σ�ισµής. Κλίν	ντας ελα�ρώς τ	
κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 µπ	ρείτε να µετακινήσετε τη
σ�ισµή σε 	λ�κληρ	 τ	 	πτικ� πεδί	 και να
εναλλάσσεστε γρήγ	ρα µετα*ύ θετικής και
ανεστραµµένης ανάγλυ�ης απεικ�νισης.Τ	
δυναµικ� ε�έ επιτρέπει τη διάκριση των �ασικών
δ	µών απ� τις δ	µές πλάτ	υς.

Ανάλ�γα µε τις ιδι
τητες τ�υ αντικειµέν�υ
(δείκτης διάθλασης σε σ	έση µε τ� περι&άλλ�ν)
και την ευαισθησία τ�υ παρατηρητή µπ�ρεί
να 	ρειαστεί να 	ειριστεί � παρατηρητής τ�υς
διακ
πτες για τη θετική και ανεστραµµένη
ανάγλυ�η αντίθεση αντιστρ
�ως. 7ι διακ
πτες
αυτ�ί περιγρά��νται παρακάτω.
∆ηλ. αντί τ	υ επάνω διακ�πτη (8.1), 	 κάτω
διακ�πτης (8.2) είναι αυτ�ς π	υ ρυθµί"ει την
ανεστραµµένη ανάγλυ�η αντίθεση. Αντί τ	υ
κάτω διακ�πτη (8.2), 	 επάνω διακ�πτης (8.1)
είναι αυτ�ς π	υ ρυθµί"ει τη θετική ανάγλυ�η
αντίθεση.

4.2 Κεκλιµέν� κάτ�πτρ�
Τ	 ενσωµατωµέν	 κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 έ�ει µια
επίπεδη και µια κ	ίλη πλευρά, µπ	ρεί δε να
περιστρα�εί και να µετατ	πιστεί. Η κ	ίλη πλευρά
έ�ει κατασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες
αντικειµενικών �ακών µε υψηλή τιµή
αριθµητικ	ύ αν	ίγµατ	ς. Με τη �	ήθεια τ	υ
µαύρ	υ περιστρ	�ικ	ύ κ	υµπι	ύ (8.1) π	υ

�ρίσκεται στην αριστερή πλευρά της �άσης
διερ��µεν	υ �ωτ�ς µπ	ρείτε να περιστρέψετε
τ	 ενσωµατωµέν	 κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 και να τ	
µετατ	πίσετε πρ	ς τα εµπρ�ς και πρ	ς τα πίσω.
Η κ	ίλη εσ	�ή στη λα�ή υπ	δεικνύει την κ	ίλη
πλευρά τ	υ κατ�πτρ	υ, επιτρέπ	ντας έτσι τ	
�ειρισµ� �ωρίς να �ρειά"εται 	πτική επα�ή.

Ανάλ	γα µε την κλίση και τη θέση τ	υ
κατ�πτρ	υ, µετα�άλλεται η γωνία πρ�σπτωσης
τ	υ �ωτ�ς στ	 επίπεδ	 των δ	κιµίων, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η µετά�αση απ� τ	ν
κατακ�ρυ�	 �ωτισµ� διαπερατ�τητας �ωτειν	ύ
πεδί	υ σε πλάγι	 �ωτισµ� �ωτειν	ύ πεδί	υ 
και σε �ωτισµ� παρ�µ	ι	 µε αυτ�ν τ	υ
σκ	τειν	ύ πεδί	υ.

Τ	 µαύρ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί (8.1) στην
αριστερή πλευρά της �άσης διερ��µεν	υ
�ωτισµ	ύ �ρησιµεύει 
– στην περιστρ	�ή τ	υ κεκλιµέν	υ κατ�πτρ	υ

απ� την επίπεδη στην κ	ίλη πλευρά
– στην ελα�ρά κλίση τ	υ, για την πρ�σπτωση

της �ωτεινής ακτίνας µε µεγαλύτερη ή
µικρ�τερη κλίση στ	 επίπεδ	 τ	υ
αντικειµέν	υ

– στη µετατ�πιση τ	υ κεκλιµέν	υ κατ�πτρ	υ
(µπρ	στά/πίσω) 

4.3 �ειρισµ
ς της τράπε<ας
διασταυρ�ύµενων κινήσεων IsoPro™

� Για την κίνηση της τράπε"ας στην κατεύθυνση
τ	υ ά*	να X, περιστρέψτε τ	 έ*ω κ	υµπί
�ειρισµ	ύ (7.1)

� Για την κίνηση της τράπε"ας στην κατεύθυνση
τ	υ ά*	να Y, περιστρέψτε τ	ν έσω δακτύλι	
�ειρισµ	ύ (7.2)

4.4 Ένταση �ωτ
ς και θερµ�κρασία
	ρώµατ�ς

4.4.1 Βάση διερ	
µεν�υ �ωτισµ�ύ TL RC™

Λά&ετε υπ
ψη τις �δηγίες 	ρήσης και,
κυρίως, 
λ�υς τ�υς καν
νες ασ�αλείας τ�υ
κατασκευαστή τ�υ καλωδί�υ �πτικών ινών και
της πηγής ψυ	ρ�ύ �ωτισµ�ύ.
� Συνδέστε και θέστε σε λειτ	υργία την πηγή

ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ ακ	λ	υθώντας τις 	δηγίες
�ρήσης τ	υ κατασκευαστή και κατ�πιν
ρυθµίστε την.

12

�ειρισµ
ς
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1     2              3

Σ�. 8 

1 ∆ιακ�πτης ρύθµισης της ανεστραµµένης
ανάγλυ�ης αντίθεσης

2 ∆ιακ�πτης ρύθµισης της θετικής ανάγλυ�ης
αντίθεσης

3 Κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	
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4.4.2 Βάση διερ	
µεν�υ �ωτισµ�ύ TL RCI™

Η �άση διερ��µεν	υ �ωτισµ	ύ TL RCI™ διαθέτει
δύ	 ηλεκτρ	νικά π	τενσι�µετρα, π	υ ρυθµί"	υν
*ε�ωριστά την ένταση �ρώµατ	ς (9.1) και τη
θερµ	κρασία �ρώµατ	ς (9.2).

� Τ	 πρ�σθι	 π	τενσι�µετρ	 ρυθµί"ει την
ένταση �ρώµατ	ς σύµ�ωνα µε τις ανάγκες
σας (9.1)

� Τ	 	πίσθι	 π	τενσι�µετρ	 ρυθµί"ει τη
θερµ	κρασία �ρώµατ	ς (9.2), ώστε η 	πτική
εντύπωση τ	υ �ρώµατ	ς να είναι εκείνη π	υ
επιθυµείτε.

H ρυθµιστής της θερµ	κρασίας �ρώµατ	ς
είναι ταυτ��ρ	να και ηλεκτρ	νικ� διά�ραγµα
(shutter):
� Πατήστε τ	 π	τενσι�µετρ	 για να διακ�ψετε

πρ	σωρινά την εργασία (9.2).
� ;αναπατήστε τ	 για ενεργ	π	ιηθεί 	

�ωτισµ�ς. Τ	 ηλεκτρ	νικ� σύστηµα επιστρέ�ει
στις πρ	ηγ	υµένως επιλεγµένες ρυθµίσεις.

4.5 Π�ντίκι USB Leica (µ
ν� TL RCI™)
Με τη �	ήθεια τ	υ π	ντικι	ύ USB Leica
ελέγ�ετε τη λειτ	υργία IsoCol™- και τη µείωση
�ωτειν�τητας της �άσης TL RCI™.

� Συνδέστε τ	 π	ντίκι (5) στην αντίστ	ι�η θύρα
USB της �άσης (4.4).

• Η τυπική ανάθεση λειτ	υργίας στ	ν τρ	��
κύλισης τ	υ π	ντικ	ύ είναι 	 έλεγ�	ς τ	υ
IsoCol™

� Για να αυ*ήσετε την ένταση �ωτισµ	ύ σε
λειτ	υργία IsoCol™, κυλίστε τ	ν τρ	�� σε
κατεύθυνση αντίθετη απ� εσάς.

� Για να µειώσετε την ένταση �ωτισµ	ύ σε
λειτ	υργία IsoCol™-, κυλίστε τ	ν τρ	�� πρ	ς
τα εσάς.

� Για να απενεργ	π	ιήσετε/ενεργ	π	ιήσετε
τ	 �ωτισµ�, κλικάρετε στιγµιαία τ	ν τρ	��
κύλισης.

� Για την εναλλαγή µετα*ύ των λειτ	υργιών
IsoCol™- και µείωσης �ωτειν�τητας,
κλικάρετε παρατεταµένα τ	ν τρ	�� κύλισης
για περισσ�τερ	 απ� 2 δευτερ�λεπτα.

• Η αλλαγή της έντασης στη λειτ	υργία
µείωσης �ωτειν�τητας πραγµατ	π	ιείται
�πως και στη λειτ	υργία IsoCol™.

Σ�. 9 

1 Π	τενσι�µετρ	 για τη ρύθµιση της έντασης
�ωτισµ	ύ IsoCol™

2 Π	τενσι�µετρ	 για τη ρύθµιση της
θερµ	κρασίας �ρώµατ	ς

Βάσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και TL RCI™ – [ειρισµ�ς

1     2             3 1                      2
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4.6 Μέθ�δ�ι µε διερ	
µεν� �ως

4.6.1 Κατακ
ρυ��ς �ωτισµ
ς �ωτειν�ύ
πεδί�υ 

Κατάλληλ	ς για έγ�ρωµα παρασκευάσµατα
πλάτ	υς µε επαρκή αντίθεση.

� Φέρετε και τ	υς δύ	 διακ�πτες σε 	ρι"�ντια
θέση.

• Τα πτερύγια είναι αν	ικτά.
� [ρησιµ	π	ιώντας τ	 µαύρ	 περιστρ	�ικ�

κ	υµπί (8.3) στην αριστερή πλευρά της �άσης
διερ��µεν	υ �ωτ�ς, µετακινήστε τ	
κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 µέ�ρι τέλ	υς, πρ	ς την
κατεύθυνση της στήλης.

� Ανάλ	γα µε τ	 άν	ιγµα τ	υ
�ρησιµ	π	ι	ύµεν	υ αντικειµενικ	ύ �ακ	ύ,
στρέψτε πρ	ς τα επάνω την επίπεδη ή την
κ	ίλη πλευρά τ	υ κεκλιµέν	υ κατ�πτρ	υ.

� Γυρίστε τ	 κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 στη θέση
ασ�άλισης στις 45°.

Hι ακτίνες τ	υ �ωτ�ς πρ	σπίπτ	υν κατακ�ρυ�α
στ	 αντικείµεν	. ∆ηµι	υργείται έτσι ακρι�ές
�ωτειν� πεδί	 µε µέγιστη �ωτειν�τητα.

4.6.2 Πλάγι�ς �ωτισµ
ς 

Κατάλληλ	ς για ηµιδια�ανή και αδια�ανή
αντικείµενα, �πως τρηµατ	��ρα και αυγά
ψαριών.

� Φέρετε και τ	υς δύ	 διακ�πτες σε 	ρι"�ντια
θέση.

• Τα πτερύγια είναι αν	ικτά.
� Περιστρέψτε τ	 κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 (8.3)

κατά τέτ	ι	ν τρ�π	, ώστε 	ι �ωτεινές ακτίνες
να πρ	σπίπτ	υν υπ� γωνία στ	 αντικείµεν	.

� Μετακινήστε τ	 κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	, έως
�τ	υ γίν	υν 	ρατές 	ι επιθυµητές
πληρ	�	ρίες.

4.6.3 Μ�ν
πλευρ� σκ�τειν
 πεδί�

� Φέρετε και τ	υς δύ	 διακ�πτες σε 	ρι"�ντια
θέση.

• Τα πτερύγια είναι αν	ικτά.
� Περιστρέψτε τ	 κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 (8.3)

κατά τέτ	ι	ν τρ�π	, ώστε 	ι �ωτεινές ακτίνες
να πρ	σπίπτ	υν 	ρι"�ντια στ	 αντικείµεν	.

kσ	 πι	 επίπεδα πρ	σπίπτ	υν 	ι ακτίνες �ωτ�ς
στ	 επίπεδ	 τ	υ αντικειµέν	υ, τ�σ	 πι	 σκ	τειν�
εµ�ανί"εται τ	 ��ντ	. ∆ηµι	υργείται διερ��µεν	
�ως, παρ�µ	ι	 µε σκ	τειν� πεδί	. Περιγράµµατα,
λεπτές ακµές και δ	µές τ	νί"	νται απ� τη
διάθλαση των ακτίνων �ωτ�ς στ	 σκ	τειν�
��ντ	.

4.7 Ανάγλυ�η απεικ
νιση

Αρ	ική θέση

� [ρησιµ	π	ιώντας τ	 µαύρ	 περιστρ	�ικ�
κ	υµπί (8.3) στη δε*ιά πλευρά της �άσης
διερ��µεν	υ �ωτ�ς, µετακινήστε τ	
κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 µέ�ρι τέλ	υς, πρ	ς την
κατεύθυνση της στήλης.

� Γυρίστε τ	 κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 στη θέση
ασ�άλισης στις 45°.

4.7.1 Θετική ανάγλυ�η αντίθεση

� Φέρετε και τ	υς δύ	 διακ�πτες σε 	ρι"�ντια
θέση.

• Τα πτερύγια είναι αν	ικτά.
� Φέρετε τ	ν έσω διακ�πτη (8.2) σε σ�εδ�ν

κατακ�ρυ�η θέση
• Τ	 κάτω πτερύγι	 είναι κλειστ�. ∆ηµι	υργείται

θετική ανάγλυ�η αντίθεση. Hι �ασικές δ	µές
εµ�ανί"	νται ως πρ	ε*	�ές.

� Ενισ�ύστε ή ε*ασθενίστε τ	 ε�έ
πρ	σδίδ	ντας µικρή κλίση στ	 κεκλιµέν	
κάτ	πτρ	.

4.7.2 Αρνητική ανάγλυ�η αντίθεση

� Φέρετε τ	ν έσω διακ�πτη (8.2) σε 	ρι"�ντια
θέση.

• Τ	 κάτω πτερύγι	 είναι αν	ικτ�.
� Φέρετε τ	ν άνω διακ�πτη (8.1) σε σ�εδ�ν

κατακ�ρυ�η θέση.
• Τ	 επάνω πτερύγι	 είναι κλειστ�.

∆ηµι	υργείται αρνητική ανάγλυ�η αντίθεση.
Hι �ασικές δ	µές εµ�ανί"	νται ως εσ	�ές.

� Ενισ�ύστε ή ε*ασθενίστε τ	 ε�έ
πρ	σδίδ	ντας µικρή κλίση στ	 κεκλιµέν	
κάτ	πτρ	 (8.3).
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4.7.3 ∆υναµική ανάγλυ�η αντίθεση

� Φέρετε και τ	υς δύ	 διακ�πτες σε θέση 45°.
• Τα πτερύγια παίρν	υν κλίση 45°.

∆ηµι	υργείται τ�τε ένας �ωτισµ�ς µε τη
µ	ρ�ή σ�ισµής. Κλίν	ντας ελα�ρώς τ	
κεκλιµέν	 κάτ	πτρ	 (8.3) µπ	ρείτε να
µετακινήσετε τη σ�ισµή σε 	λ�κληρ	 τ	
	πτικ� πεδί	 και να εναλλάσσεστε γρήγ	ρα
µετα*ύ θετικής και ανεστραµµένης
ανάγλυ�ης απεικ�νισης. Τ	 δυναµικ� ε�έ
επιτρέπει τη διάκριση των �ασικών δ	µών
απ� τις δ	µές πλάτ	υς.

4.7.4 Περι�ρισµ�ί

Hι µέθ	δ	ι ανάγλυ�ης αντίθεσης παρέ�	υν
καλά απ	τελέσµατα για µεσαίες τιµές "	υµ έως
π	λύ µεγάλες µεγεθύνσεις µε αντικειµενικ	ύς
�ακ	ύς 1×, 1.6× και 2×. Στ	 κάτω µισ� της
κλίµακας "	υµ και µε ασθενέστερα αντικείµενα,
τ	 πεδί	 τ	υ αντικειµέν	υ µπ	ρεί να µην
�ωτί"εται 	µ	ι	γενώς. Σας συνιστ	ύµε να
�ρησιµ	π	ιείτε τη �άση διερ��µεν	υ �ωτ�ς
µε αντικειµενικ	ύς �ακ	ύς απ� 1× και
µεγαλύτερ	υς και ��ι µε ευρυγώνι	υς
αντικειµενικ	ύς �ακ	ύς.

1 2 3 4 5 6 7 8

Σ	. 10 Θέσεις διακ�πτών για τ�ν έλεγ	� τ�υ διερ	
µεν�υ �ωτ
ς
1 Θέση διακ	πτών σε διερ��µεν	 �ως: και τα δύ	 πτερύγια είναι αν	ικτά
2 Θέση διακ	πτών σε θετική ανάγλυ�η αντίθεση, µέτρια
3 Θέση διακ	πτών σε θετική ανάγλυ�η αντίθεση, έντ	νη
4 Θέση διακ	πτών σε ανεστραµµένη ανάγλυ�η αντίθεση, µέτρια
5 Θέση διακ	πτών σε ανεστραµµένη ανάγλυ�η αντίθεση, έντ	νη
6 Θέση διακ	πτών µε αύ*ηση αντίθεσης �ωρίς ανάγλυ�η αντίθεση
7 Θέση διακ	πτών µε αύ*ηση αντίθεσης �ωρίς ανάγλυ�η αντίθεση, µε κλίση τ	υ κεκλιµέν	υ

κατ�πτρ	υ
8 Θέση διακ	πτών µε αύ*ηση αντίθεσης �ωρίς ανάγλυ�η αντίθεση, µε κλίση τ	υ κεκλιµέν	υ

κατ�πτρ	υ
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4.8 Φίλτρα
Hι �άσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και
TL RCI™ µπ	ρ	ύν να ε*	πλιστ	ύν ταυτ��ρ	να
µε έως και τρία �ίλτρα, π	υ παρέ�	νται ως
ε*αρτήµατα (�λ. σ�έδι	 συναρµ	λ�γησης
σελ. 18/19). Τα �ίλτρα µπ	ρ	ύν να
κατασκευαστ	ύν και σύµ�ωνα µε τις επιθυµίες
τ	υ πελάτη.

� Απενεργ	π	ιήστε την πηγή �ωτισµ	ύ ή
πατήστε (TL RCI™) τ	 διακ�πτη δια�ράγµατ	ς
(shutter) (9.2).

� Α�αιρέστε τ	 κεν� �ίλτρ	 απ� µια ελεύθερη
θέση �ίλτρ	υ στ	ν υπ	δ	�έα �ίλτρων.

� Εισαγάγετε τ	 επιθυµητ� �ίλτρ	.
� Ενεργ	π	ιήστε και πάλι την πηγή �ωτισµ	ύ.

4.9 Αντικατάσταση τ�υ λαµπτήρα
αλ�γ
ν�υ (TL RCI™)

Πριν απ
 την αντικατάσταση τ�υ
λαµπτήρα, θα πρέπει �πωσδήπ�τε να έ	ετε
&γάλει τ� καλώδι� τρ���δ�σίας απ
 τη &άση,
για να απ��ύγετε ηλεκτρ�πλη$ία!

7 λαµπτήρας θερµαίνεται π�λύ 
ταν
λειτ�υργεί. Απενεργ�π�ιήστε γι'αυτ
ν τ� λ
γ�
τη &άση και περιµένετε περίπ�υ 10 λεπτά για
να κρυώσει, για να απ��ύγετε εγκαύµατα!

� Λύστε τις δύ	 �ίδες π	υ �ρίσκ	νται στ	
ψυκτικ� σώµα (11.1).

� Ε*άγετε πρ	σεκτικά τ	 ψυκτικ� σώµα µα"ί µε
τ	 λαµπτήρα.

� Ε*άγετε την υπ	δ	�ή τ	υ λαµπτήρα (11.2)
απ� την 	δηγ� ρά�δ	.

� Τρα�ή*τε πρ	σεκτικά πρ	ς τα έ*ω τ	
λαµπτήρα µα"ί µε τ	 περί�ληµα.

� Α�αιρέστε τ	 περί�ληµα απ� τ	 λαµπτήρα
(11.3).

Π�τέ µην πιάνετε καιν�ύργι�υς λαµπτήρες
αλ�γ
ν�υ µε γυµνά 	έρια, δι
τι έτσι µειώνεται η
διάρκεια <ωής τ�υς!

� Εισαγάγετε τ	ν καιν	ύργι	 λαµπτήρα στ	
περί�ληµα.

� Ακ	λ	υθήστε τα πρ	ηγ	ύµενα �ήµατα µε
αντίστρ	�η σειρά.

2

Σ	. 11 αν�ιγµέν� περί&ληµα λαµπτήρα τ�υ
TL RCI™

1 Βίδες για τ	 λύσιµ	 τ	υ ψυκτικ	ύ σώµατ	ς
2 Υπ	δ	�ή λαµπτήρα
3 Λαµπτήρας αλ	γ�ν	υ 12V/20W

3

1
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θα θέλαµε να ε*	ικειωθείτε µε την πρ	σεκτικ� �ειρισµ� τ	υ
π	λύτιµ	υ 	ργάν	υ και να σας δώσ	υµε 	ρισµένες
συµ�	υλές σ�ετικά µε τη �ρ	ντίδα και τη συντήρησή τ	υ.

Εργά"εστε µε ένα �ργαν	 ακρι�είας και µεγάλης
απ	δ	τικ�τητας.

Γι'αυτ
 τ� λ
γ� εγγυ
µαστε την π�ι
τητα των �ργάνων µας.
Η εγγύηση καλύπτει και σ�άλµατα κατασκευής και υλικών,

	ι 
µως &λά&ες π�υ πρ�καλ�ύνται απ
 αµέλεια ή µη
ενδεδειγµένη 	ρήση

Αν �ειρί"εστε την π	λύτιµη αυτή 	πτική συσκευή µε µεγάλη
επιµέλεια, θα παρέ�ει τις υπηρεσίες της για δεκαετίες µε την
ίδια ακρί�εια. Εκεί 	�είλ	υν τη �ήµη τ	υς τα �ργανα µας.

Αν παρ'�λα αυτά η συσκευή σας παρ	υσιάσει
κάπ	ι	 πρ��ληµα, απευθυνθείτε στ	ν ειδικ�,
στην πλησιέστερη αντιπρ	σωπία της Leica
ή στην Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.,
CH-9435 Heerbrugg.

• απ� υγρασία, ατµ	ύς, 	*έα, αλκαλικές και
δια�ρωτικές 	υσίες. Μη �υλάσσετε �ηµικά
πρ	ϊ�ντα κ	ντά στα �ργανα.

• απ� µη ενδεδειγµένη �ρήση.
Σε καµία περίπτωση µην πρ	σαρµ�"ετε
άλλ	υς υπ	δ	�είς συσκευών, µην
απ	συναρµ	λ	γείτε 	πτικά συστήµατα ή
µη�ανικά µέρη εκτ�ς και αν κάτι τέτ	ι	
περιγρά�εται αναλυτικά στ	 εγ�ειρίδι	.

• απ� έλαια και λίπη.
Επι�άνειες-	δηγ	ί και µη�ανικά µέρη
δε θα πρέπει σε καµία περίπτωση να
λιπαίν	νται.

Σε αυτ
 τ� κε�άλαι�

Παρέ	�υµε εγγύηση
π�ι
τητας

Πρ�στατεύετε τις
συσκευές σας

Φρ�ντίδα και συντήρηση
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Βάσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™ και TL RCI™ – Συσκευασία παράδ	σης

Βάσεις πρ�σπίπτ�ντ�ς �ωτ
ς
10 446 340 Βάση πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτ�ς για τη

σειρά S
10 446 341 Υπ��αθρ	 διερ��µεν	υ �ωτ�ς για

�άση πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτ�ς της
σειράς S

10 447 342 Βάση πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτ�ς για τη
σειρά M

10 446 350 Βάση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL ST
10 446 351 Βάση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL BFDF
10 447 390 Βάση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™

για ε*ωτερικές πηγές ψυ�ρ	ύ
�ωτισµ	ύ

10 446 352 Βάση διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RCI™
µε ενσωµατωµέν	 �ωτισµ�
αλ	γ�ν	υ

Τράπε<ες
10 447 269 Τυπική τράπε"α για �άσεις

διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL BFDF,
TL RC™ και TL RCI™

10 446 353 Τράπε"α διασταυρ	ύµενων κινήσεων
για �άσεις διερ��µεν	υ �ωτ�ς
TL BFDF,TL RC™,TL RCI™ και �άση
πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτ�ς
(µε πρ	σαρµ	γέα 10 447 368)

10 447 368 Πρ	σαρµ	γέας µετα*ύ τράπε"ας
διασταυρ	ύµενων κινήσεων και
�άσης πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτ�ς
10 447 342

10 447 275 Θερµαιν�µεν	 τραπέ"ι
Leica MATS TL µε συσκευή ελέγ�	υ

10 447 276 Πρ	σαρµ	γέας για τράπε"ες µε
∅120mm

10 447 391 Τράπε"α για ε*αρτήµατα LifeOnStage
10 447 392 Υπ	δ	�έας γενικής �ρήσης για

τρυ�λία Petri, αντικειµεν	��ρ	υς
πλάκες (έως και τέσσερις) κτλ.

11 101 784 Πρ	σαρµ	γέας στήλης για
µικρ	�ειρισµ	ύς

10 446 301 Hλισθαίν	υσα τράπε"α, ∅120mm 
10 446 302 Τράπε"α π�λωσης, ∅120mm
10 382 130 Hδηγ	ύς παρασκευάσµατ	ς για την

τράπε"α π�λωσης
10 361 719 Συσκευή αντιστάθµισης Κ�κκινη

I για περιστρε��µενη τράπε"α
π�λωσης

10 446 303 Σ�αιρική τράπε"α, ∅120mm 
10 446 304 Υπ	δ	�έας γενικής �ρήσης,

∅120mm
10 446 228 Γυάλιν	 ένθετ	 µε π�λωση, ∅120mm

Ρυθµιστές εστίασης
10 445 615 Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη

κατατ	µής 300mm για �άσεις
διερ��µεν	υ και πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτ�ς

10 446 100 Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη
κατατ	µής 500mm για �άσεις
διερ��µεν	υ και πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτ�ς

10 447 106 Ρυθµιστής εστίασης,
πρ	σεγγιστικής/λεπτ	µερ	ύς
εστίασης, µε 300mm στήλη
κατατ	µής για �άσεις διερ��µεν	υ
και πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτ�ς

10 447 185 Ρυθµιστής εστίασης,
πρ	σεγγιστικής/λεπτ	µερ	ύς
εστίασης, µε 500mm στήλη
κατατ	µής για �άσεις διερ��µεν	υ
και πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτ�ς

10 446 176 Μη�αν	κίνητ	ς ρυθµιστής εστίασης
µε στήλη 300mm και ε*άρτηµα
τρ	�	δ	σίας για �άσεις
διερ��µεν	υ και πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτ�ς

10 447 041 Μη�αν	κίνητ	ς ρυθµιστής εστίασης
µε στήλη 500mm και ε*άρτηµα
τρ	�	δ	σίας για �άσεις
διερ��µεν	υ και πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτ�ς

Φίλτρα
10 447 400 Φίλτρ	 �ωτ�ς ηµέρας για �άση

TL ST
10 447 394 BG38 Φίλτρ	 �θ	ρισµ	ύ για �άση

διερ��µεν	υ �ωτ�ς TL RC™/ RCI™
10 447 395 Φίλτρ	 UV για �άση TL RC™/ RCI™
10 447 393 Φίλτρ	 ND (�ίλτρ	 γκρι) για �άση 

TL RC™/ RCI™

Φωτισµ
ς
10 447 443 Π	ντίκι USB Leica, π	ντίκι πέντε

πλήκτρων µε δυνατ�τητα ελεύθερης
ανάθεσης λειτ	υργιών για σύνδεση
στη �άση διερ��µεν	υ �ωτισµ	ύ
TL RCI™ ή σε PC

10 443 401 Καλώδι	 USB για σύνδεση µετα*ύ
�άσης TL RCI™ σε PC

10 447 398 Π	δ	διακ�πτης µε υπ	δ	�ή διαύλ	υ
CAN-Bus

Εργ�ν�µικά ε$αρτήµατα
10 447 431 Leica ErgoRest (υπ	στήριγµα �εριών

για *εκ	ύραστη εργασία)

Συσκευασία παράδ�σης
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Τε	νικά 	αρακτηριστικά

Leica TL RC™ Leica TL RCI™

Πηγή �ωτισµ�ύ Ε*ωτερική απ� λαµπτήρα αλ	γ�ν	υ

Πηγή ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ 12V/20W

Τα�εία αλλαγή πηγής �ωτισµ	ύ – ναι

Φωτισµένη περι	�ή 35mm 35mm

Τρ���δ�σία – Τάση εισ�δ	υ 100 – 240 V~

– Συ�ν�τητα 50 – 60 Hz

– Κατανάλωση ενέργειας 30 W max.

– Θερµ	κρασία περι�άλλ	ντ	ς 

10 – 40 °C

Συνδέσεις Σύνδεση για 	δηγ� 1×USB Τύπ	ς A,

ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ 1×USB Τύπ	ς B

ενεργ� f=10mm 2×CAN-BUS

τελικ� καλώδι	 f=13mm

Βάρ�ς 6.0 kg 7.2 kg

Τρ
π�ι �ωτισµ�ύ

Φωτειν� πεδί	 ναι ναι

Σκ	τειν� πεδί	 ναι* ναι*

Πλάγι	 �ως ναι ναι

Σύστηµα Ανάγλυ�ης Αντίθεσης (RC™) ναι ναι

CCIC ��ι ναι

(Constant Color Intensitiy Control)

Εσωτερικ� διά�ραγµα (shutter)/ ναι** ναι

έλεγ�	ς λαµπτήρα

Ενσωµατωµέν	ς υπ	δ	�έας �ίλτρων ναι ναι

Επικάλυψη 	πτικών µέσων για ναι ναι

αύ*ηση της θερµ	κρασίας �ρώµατ	ς

Πρ	σαρµ	γή για υψηλή τιµή ναι*** ναι***

αριθµητικ	ύ αν	ίγµατ	ς

∆υνατ�τητες Remote Control ναι**** ναι

AntiShock™ Pads ναι ναι

∆ιαστάσεις &άσης (Π×Υ×Β, σε mm) 340×390×95 340×440×95

*µια πλευρά    **µε πηγή ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ Leica CLS150 LS    ***κ	ίλ	 κάτ	πτρ	    

****µε ε*ωτερική πηγή �ωτισµ	ύ
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Leica Microsystems – the brand
for outstanding products

Leica Microsystems – an international company 
with a strong network of customer services
Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +61 2 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 20 00 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison 

Cédex Tel. +33 1 4732 8585 Fax +33 1 4732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3 543 596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 6543 Fax +82 2 514 6548
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 41 32 130 Fax +31 70 41 32 109
Portugal: Lisbon Tel. +35 1 213 814 766 Fax +35 1 213 854 668
Singapore: Tel. +65 6 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 9530 Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 809 34 34 Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/Illinois Tel. +1 800 248 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems 
in more than 100 countries.

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

● Microscopy Systems
Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
and image analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

● Specimen Preparation
We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

● Medical Equipment
Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

● Semiconductor Equipment
Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.

In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 33 99
www.leica-microsystems.com
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